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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。
本标准起草单位:宁波江丰电子材料有限公司、有研亿金新材料股份有限公司。
本标准主要起草人:王学泽、宋佳、高岩、尚再燕、赵永善、袁洁、熊晓东。
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电子薄膜用高纯铜溅射靶材

1 范围

本标准规定了电子薄膜用高纯铜溅射靶材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质
量证明书及合同(或订货单)内容。

本标准适用于电子薄膜制造用的各类高纯铜溅射靶材(以下简称高纯铜靶)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T14265 金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法通则

GJB1580A 变形金属超声检验方法

YS/T347 铜及铜合金平均晶粒度测定方法

YS/T837 溅射靶材-背板结合质量超声波检测方法

3 要求

3.1 产品分类

高纯铜靶分类按照应用背景分为:半导体布线用高纯铜靶、半导体封装用高纯铜靶、平板显示器用

高纯铜靶和太阳能电池用高纯铜靶。

3.2 成分要求

根据高纯铜溅射靶材的用途,电子薄膜用高纯铜溅射靶材的成分及杂质元素要求应符合表1规定。

表1 高纯铜靶材化学成分表

牌号 4N 4N5 5N 6N

Cu含量/%
不小于

99.99 99.995 99.999 99.9999

杂质含量/10-6,

不大于

Ag — 25 5 0.3

Al — — 0.5 0.1

As 20 5 0.5 0.02

Bi 20 1 1 0.02

Ca — — 0.5 0.02

Cd — 1 0.1 —

Cl — — — —

1

YS/T819—2012



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     页数: 1
     与当前相同
      

        
     1
     1
     1
     324
     295
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Shift: 无
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20130325111831
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     429
     286
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     3
     13
     12
     13
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





